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Werner-von-Siemens-Ring 2024 geht an Forscherteam um Dr. Peter Kiirz
(ZEISS) und Dr. Michael Kosters (TRUMPF)

Berlin, 18.09.2024 — Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring zeichnet ein Forscherteam von ZEISS SMT
und TRUMPF fiir ihre bahnbrechende Entwicklung aus: die High-NA-EUV-Lithographie und die
industrielle Nutzbarmachung der EUV-Technologie. Stellvertretend fiir ihre jeweiligen Teams erhalten die
Ehrung Dr. Peter Kiirz (ZEISS SMT) und Dr. Michael Késters (TRUMPF). Die Preisverleihung des 42.
Werner-von-Siemens-Rings findet am 13. Dezember 2024 in Berlin statt.

Eine Revolution fiir Mikrochips

Als Teil eines internationalen Teams haben Dr. Kiirz und Dr. Kosters die Herstellung von Mikrochips auf ein neues
Niveau gehoben. Die High-NA-EUV-Lithographie ermoglicht die Produktion von Mikrochips, die noch leistungsfahiger
und energieeffizienter sind. Dies bedeutet, dass die Mikrochips fiir unsere alltaglichen elektronischen Geréte, die wir
nutzen, kostengiinstiger, schneller und leistungsfahiger werden.

Was macht die High-NA-EUV-Lithographie so besonders?

Die High-NA-EUV-Lithographie nutzt fortschrittliche Lasertechnologie und prazise Optiken, um mehr Details auf einem
Mikrochip unterzubringen. Mit dieser Technik kénnen bis zu dreimal mehr Strukturen auf einem Chip gleicher Groke
abgebildet werden. Dies erméglicht eine erhebliche Leistungssteigerung. Diese ist besonders wichtig fiir die
Digitalisierung, etwa bei kiinstlicher Intelligenz, autonomem Fahren, in der Medizintechnik oder bei der Energiewende.

Die von TRUMPF entwickelte Lasertechnik und die hochprazisen Optiken von ZEISS SMT sind entscheidend fiir die
High-NA-EUV-Lithographie. Diese Technik nutzt extrem ultraviolettes Licht, um eine Photomaske auf einen Wafer zu
projizieren und so komplexe Schaltungen auf kleinster Flache herzustellen.

Wiirdigung herausragender Forschungsarbeit

Die Arbeit von Dr. Kiirz, Dr. Késters und allen Beteiligten ist ein Paradebeispiel fiir die erfolgreiche Kombination von
wissenschaftlicher Exzellenz und unternehmerischem Weitblick. Gemeinsam mit dem strategischen Partner ASML, dem
weltweit einzigen Hersteller von EUV-Lithographie-Maschinen, und unterstiitzt von einem starken Netzwerk haben die
jeweiligen Teams einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft der Halbleitertechnologie geleistet.

Cornelia Denz, Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Werner-von-Siemens-Ring, erklart: ,,Erfolg zu haben, basiert
nahezu immer auf Teamarbeit. Oft sind es groRe internationale Forschungsteams, die technologische Projekte iiber
Jahre und Jahrzehnte bis zum Heureka-Moment einer gegliickten Innovation vorantreiben. Die Lithographietechnik fiir
die Chips der Zukunft gehort in diese Kategorie. Und so freut es mich auRerordentlich, dass wir die exzellenten
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet mit dem diesjahrigen Werner-von-Siemens-Ring wiirdigen konnen, der
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stellvertretend fiir die beteiligten Teams bei ZEISS SMT und TRUMPF an Dr. Peter Kiirz und Dr. Michael Kosters geht.
Meinen herzlichen Gliickwunsch fiir diese Spitzenleistung, die wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem
Weitblick vereint.

Verdienste um Technik- und Naturwissenschaften

Der Werner-von-Siemens-Ring wird seit 1916 alle zwei Jahre fiir das Lebenswerk von Forschenden in den Technik- und
Naturwissenschaften verliehen. Die Verleihung des Werner-von-Siemens-Rings findet am 13. Dezember 2024 in Berlin
statt.

Bei der letzten Verleihung des Werner-von-Siemens-Rings im Dezember 2022 wurden Ugur Sahin, Ozlem Tiireci,
Christoph Huber und Katalin Kariké (BioNTech) fiir die Entwicklung von mRNA-basierten Wirkstoffen sowie Stefan Hell
(Max-Planck-Institut fiir multidisziplinare Naturwissenschaften) fiir die Entwicklung der
Superresolution-STED-Mikroskopie ausgezeichnet.

Uber die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring

Die Auszeichnung von Lebensleistungen in Technik- und Naturwissenschaften sowie die Férderung der aktuellen
Technikforschung sind erklarte Ziele der Stiftung. Der Werner-von-Siemens-Ring und die mit dem Ring ausgezeichneten
Personlichkeiten sind seit liber 100 Jahren wichtige Orientierungspunkte und Motivation immer neuer Generationen von
Forscher:innen in den Technik- und Naturwissenschaften. Dafiir engagieren sich im Stiftungsrat sowohl
Ringtrager:innen als auch hochrangige Vertreter:innen technisch-naturwissenschaftlicher Fachgesellschaften: der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der
Max-Planck-Gesellschaft, des Stifterverbands fiir die Deutsche Wissenschaft, des Bundesverbands der Deutschen
Industrie und des Deutschen Verbands Technisch-Wissenschaftlicher Vereine. Der Werner-von-Siemens-Ring gilt als die
hochste deutsche Auszeichnung fiir Personen, die durch ihre Leistung technische Wissenschaften wesentlich
vorangebracht oder als Forschende neue technische Wege erschlossen haben.

Zu den Ringtrigern der letzten Jahre gehoren Stefan Hell (Nano-Mikroskopie), Ugur Sahin, Ozlem Tiireci, Christoph
Huber und Katalin Karikd (mRNA-basierte Wirkstoffe) sowie Jens Frahm (Erfinder des medizinischen MRT).

Der Werner-von-Siemens-Ring wird seit 1916 iiberreicht. Die VDI/VDE-IT GmbH betreut die Geschiftsstelle der Stiftung.
Weitere Informationen unter: https://www.siemens-ring.de
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Mobil: +49 15172728434
E-Mail: manuel.thomae@trumpf.com

contact for scientific information:

Dr. Peter Kiirz, ZEISS SMT
Dr. Michael Késters, TRUMPF

Peter Kiirz (links) und Michael Kosters (rechts), Preistrager des 42. Werner-von-Siemens-Rings
ZEISS, TRUMPF
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